Oferowana technologia ma forme wynalazku chronionego patentem numer PL229959 i dotyczy budowy
urzadzenia w postaci optycznego czujnika odlegtosci oraz metody pomiaru odlegtosci pomiedzy koncem
dyszy gtowicy laserowej a obrabianym w procesie materiatem. Rozwigzanie znajdzie zastosowanie w
monitorowaniu i sterowaniu w trybie on-line procesami technologicznymi, ktére wykorzystuja
promieniowanie laserowe jako zrodto swiatta.

Umozliwi uzyskanie oszczednosci kosztowych w procesach napawania laserowego.

Technologia ma forme wynalazku pt. ,Aberracyjny czujnik optyczny odlegtosci w procesach
technologicznych oraz sposob pomiaru odlegtosci w procesach technologicznych”, chronionego patentem
numer PL229959. Technologia dotyczy budowy urzadzenia w postaci czujnika optycznego odlegtosci oraz
metody pomiaru odlegtosci pomiedzy koncem dyszy gtowicy laserowej, a obrabianym w procesie
materiatem.

Istota aberracyjnego czujnika optycznego odlegtosci w procesach technologicznych, wedtug opisu
patentowego wynalazku, polega na tym, ze tor optyczny obejmuje szerokopasmowe zrédto S$wiatta
zintegrowane ze $wiattowodem, ktoérego czoto tworzy uktad kolimacyjny z soczewka chromatycznga, za ktorg
wigzka pomiarowa czujnika kierowana jest na kolejng soczewke chromatyczng, a nastepnie na dzielnik
wigzki oraz komponenty gtowicy laserowej poprzez jej standardowy port do monitorowania. Po odbiciu od
materiatu znajdujacego sie pod dysza gtowicy laserowe] wigzka kierowana jest na dzielnik wigzki, a
nastepnie poprzez odbicie od niego na optyczny analizator widma, ktory stanowi detektor czujnika.

Technologia zostata zwalidowana w skali laboratoryjnej. Urzadzenie wedtug wynalazku zostato
zintegrowane z gtowica laserowg i z pozytywnym wynikiem przetestowane w trybie off-line do justowania
potozenia gtowicy laserowej w stosunku do obrabianego materiatu.

Oferowane rozwigzanie znajdzie zastosowanie w monitorowaniu i sterowaniu w trybie on-line procesami
technologicznymi, ktore wykorzystujg promieniowanie laserowe jako zrédto Swiatta. W zwigzku z
powyzszym, technologia moze zosta¢ zaimplementowana w gtowicach laserowych do napawania
laserowego. Jest zatem adresowana zaréwno do producentdw, jak i dystrybutorow gtowic laserowych oraz
systemow laserowych.

Docelowymi uzytkownikami gtowic beda natomiast przedstawiciele takich branz jak: lotniczo-kosmiczna,
energetyczna, petrochemiczna, motoryzacyjna oraz medyczna.



Innowacyjnos$¢ technologii wynika z mozliwosci ciggtego monitorowania proceséw technologicznych
przeprowadzanych z uzyciem lasera oraz gtowicy laserowej pod katem wysokosci obrabianego materiatu lub
odlegtosci od niego (czujnik umozliwia ciagta kontrole w szczegblnosci napawanych na podtoze struktur).
Gtéwnymi przewagami rozwigzania i korzysciami wynikajgcymi z jego zastosowania sa:

- duzy zakres pomiarowy, dochodzacy do 10 mm przy duzej rozdzielczosci, rzedu pojedynczych
mikrometrow,

- zapewnienie nieprzerwanej, doktadnej i miarodajnej kontroli jakosci procesu technologicznego w czasie
rzeczywistym, co pozwala na uzyskanie wymiernych korzysci ekonomicznych, zwigzanych z oszczednoscia
czasu (procesu) i kosztu (obrabianego materiatu).
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